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 يکيمکانکروي، قطعات ميکيکروالکترومکانيم هايستميس ساخت نةيدر زم گرفتهصورت هايشرفتيبا پ امروزه

دگرهاي ياست. تشد يکيکرومکانيم يدگرهاين قطعات پرکاربرد، تشدياند. از جمله اافتهي يترگسترده يکاربردها

 يهاي ارتباطستميدگرها در سين تشديد بالايي دارند. امروزه از ايتشد يهاابعادي کوچک و فرکانس يکيکرومکانيم

، جرم، فشار، کرنش، نيرو، شتاب يهاي ارتعاشي، حسگرهاوسکوپم و ناوبري، فيلترها، ميکروسکوپ اتمي، ژيريسيب

ن مقاله، نخست انواع يدگرها، در ايت و کاربرد گستردة تشديشود. با توجه به اهميدما و زيستي استفاده م

و هاي تحريک و انواع روش ، مواد سازندهيارتعاش يهاستميتشديدگرها، کاربردها، مزايا، نحوة عملکرد آنها در س

. در ادامه انواع شودميپارامتر ضريب کيفيت و نحوة محاسبة آن تشريح از آن پس  تشخيص در آنها معرفي

شود و در نهايت يح داده ميدر تشديدگرها توض ياتلاف انرژي، مدهاي ارتعاشي و پارامتر مقاومت حرکت يسازوکارها

 .گردديمتداول ارائه م يمشخصات انواع تشديدگرها

يص، مد ارتعاشيک و تشخي، تحرياتلاف انرژ سازوکارت، يفيب کي، ضريکيکرومکانيدگر ميتشد

 . مقدمه1
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1. microelectromechanical systems 

2. resonators 

3. circular disks 

4. square plates 

5. annular rings 

6. comb 

7. quality factor 

8. radio frequency microelectromechanical system 

9. anchor losses 

10. air damping 

11. thermoelastic dissipation 

12. surface loss 

13. actuation 

14. sensing 

15. motional resistance 

16. very high frequency 

17. ultra high frequency 

18. flexural mode 

19. torsion mode 

20. bulk mode 

21. out of plane sliding mode 

22. in plane sliding mode 

23. out of plane rocking mode 

24. in plane rocking mode 

25. radial-contour mode 

26. extensional mode 

27. breathing mode 

28. elliptical mode 

29. nodal points 


